
nowa generacja nastołowych mikroskopów SEM 

Wysokowydajne detektory SE oraz 4 Quad BSE 

EDS – analiza punktowa, skanowanie liniowe i mapowanie pierwiastków 

Możliwość pracy w niskiej próżni 

Zmotoryzowany stolik XY 

Eucentryczny stolik na próbki 

Katoda wolframowa o żywotności ponad 1000 godzin 

Napięcie przyspieszające 1–20 kV 

Rozdzielczość poniżej 8 nm  

Niskie koszty serwisowe 



Mikroskop | NANOS

Nastołowy mikroskop SEM z serii NANOS zapewnia wysoką rozdzielczość obrazowania techniką SEM 
przy niewielkich kosztach użytkowania, umożliwiając jednocześnie szybką i dokładną analizę 
składu pierwiastkowego w połączeniu ze zintegrowaną spektroskopią dyspersji energii (EDS). 

Standardowo nastołowy mikroskop SEM NANOS jest wyposażony 

zarówno w detektor elektronów wtórnych (SED, Secondary Electron 

Detector), jak i detektor elektronów wstecznie rozproszonych (BSD, 

Backscattered Electron Detector). Detektor SED rejestruje elektrony 

emitowane z powierzchni próbki, generując wyraźne obrazy 

o wysokiej rozdzielczości, które ujawniają szczegółową topografię

powierzchni. Detektor BSD, wysokiej jakości detektor 

4-segmentowy, zapewnia znakomity kontrast kompozycyjny dzięki
detekcji elektronów wstecznie rozproszonych, wrażliwych na
różnice liczby atomowe. Jego kwadrantowa struktura umożliwia

również zaawansowane tryby obrazowania, takie jak zacienianie

topograficzne. Do analizy pierwiastkowej mikroskop NANOS posiada

wbudowany krzemowy detektor dryfu (SDD, Silicon Drift Detector)

do badań metodą spektroskopii dyspersji energii (EDS, Energy

Dispersive Spectroscopy), który umożliwia szybką i dokładną

identyfikację składu pierwiastkowego w szerokim zakresie próbek.

Mikroskop NANOS umożliwia jednoczesne wyświetlanie obrazów uzyskanych 

z elektronów wtórnych (SE) oraz elektronów wstecznie rozproszonych (BSE), 

które mogą być nakładane na siebie lub wyświetlane obok siebie, 

zapewniając kompleksowy obraz powierzchni i składu próbki. 

(Patrz rysunek 1) 

Rysunek 1 – Tryb mieszany, łatwe nakładanie obrazów SE oraz BSE Rysunek 2 – Obrazy z mikroskopu NANOS z nachyleniem +15° i -38,5°
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Kompaktowy, wytrzymały oraz wszechstronny 
nabiurkowy mikroskop SEM

NANOS to solidny nastołowy mikroskop SEM zaprojektowany 
z wykorzystaniem najnowszych technologii, zapewniający szybkie, 
wysokiej jakości obrazowanie i analizę pierwiastkową. Jego 
kompaktowa, nowoczesna konstrukcja sprawia, że idealnie nadaje 
się do zastosowań badawczo-rozwojowych, edukacyjnych 
i przemysłowych. 

System NANOS zapewnia błyskawiczny dostęp do funkcji SEM, 
dzięki czemu idealnie nadaje się do laboratoriów, które chcą 
uniezależnić się od zewnętrznych wykonawców usług SEM lub chcą 
ograniczyć wykonywanie rutynowych zadań przy użyciu większych 
modeli stacjonarnych. Dzięki niewielkim rozmiarom, doskonałej 
stabilności systemu i braku konieczności posiadania dedykowanej 
infrastruktury, NANOS idealnie pasuje do każdego środowiska 
laboratoryjnego. 

Wysokowydajne detektory

Zaprojektowany z myślą o niskich kosztach utrzymania

Mikroskop NANOS został zaprojektowany z myślą o łatwości serwisowania. 
Konfiguracja typu „plug-and-play (podłącz i używaj)” zapewnia szybką i prostą 
instalację, a zdejmowane panele i modułowe komponenty ułatwiają 
konserwację. Unikalną cechą mikroskopu NANOS jest brak ruchomych części 
wewnątrz komory próżniowej — cecha konstrukcyjna niespotykana w innych 
tego typu systemach — dzięki czemu nie występuje ryzyko zanieczyszczenia 
i awarii mechanicznej. Dzięki minimalnej liczbie ruchomych części wiele 
czynności konserwacyjnych może być wykonywanych przez użytkownika, co 
skraca do minimum okres przestoju i obniża koszty serwisu. 

Intuicyjna obsługa dzięki platformie Discover

Platforma Discover firmy Semplor upraszcza obsługę dzięki intuicyjnemu 
interfejsowi, wymagającemu minimalnego szkolenia. Przyjazne dla 
użytkownika elementy sterujące pozwalają nawet początkującym 
użytkownikom szybko osiągać wysokiej jakości wyniki, co czyni ją idealnym 
rozwiązaniem dla laboratoriów o różnym poziomie doświadczenia. 

Stolik eucentryczny - funkcja standardowa

Mikroskop NANOS jest wyposażony w unikalny stolik eucentryczny, 
który zapewnia utrzymanie ostrości obrazu próbek podczas pochylania, 
eliminując konieczność regulacji ustawień SEM. Ruch silnika w płaszczyźnie XY 
jest sterowany za pomocą oprogramowania, natomiast kąty pochylenia są 
regulowane ręcznie z podglądem w czasie rzeczywistym na ekranie. Dzięki 
maksymalnemu pochyleniu wynoszącemu 55° użytkownicy mogą badać 
próbki pod różnymi kątami bez utraty ostrości lub jakości obrazu. 
(Patrz rysunek 2) 

Obrazowanie w trybie mieszanym SE i BSE



Mikroskop | NANOS

Elastyczne napięcia przyspieszające 

Mikroskop NANOS jest wyposażony w optyczną kamerę nawigacyjną, 

która po włożeniu próbki zapewnia pełny obraz pola widzenia. Umożliwia 

to szybką identyfikację obszarów będących przedmiotem zainteresowania, 

nawet przy dużym powiększeniu, dzięki czemu użytkownicy zawsze 

dokładnie wiedzą, gdzie się znajdują. 

Rysunek 3 – Obraz topograficzny krystalicznej skały wykonany przy użyciu 
mikroskopu NANOS 

Niska próżnia w celu zmniejszenia ilości ładunku 

Mikroskop NANOS oferuje elastyczność obserwacji próbek zarówno w 
trybie wysokiej, jak i niskiej próżni. W trybie wysokiej próżni próbki 
nieprzewodzące mogą ulegać efektom związanym z gromadzeniem się 
ładunków, w wyniku których na powierzchni gromadzą się elektrony, 
powodując zniekształcenie obrazu. Aby temu zaradzić, mikroskop 
NANOS jest wyposażony w tryb niskiej próżni, który ogranicza lub 
eliminuje efekty związane z gromadzeniem się ładunków. Przełączanie 
między trybem wysokiej i niskiej próżni jest proste i wymaga zaledwie 
jednego kliknięcia myszką, co pozwala użytkownikom efektywnie 
zarządzać różnymi typami próbek i warunkami ich badania. 

Tryb topograficzny

Zaawansowany detektor BSE mikroskopu NANOS, dzięki w pełni 
sterowanej 4-kwadrantowej budowie, umożliwia tworzenie wysokiej 
jakości obrazów topograficznych. W trybie standardowym detektora 
BSE , użytkownicy rejestrują dane dotyczące składu, natomiast tryb 
topograficzny wykorzystuje różne kombinacje poszczególnych 
segmentów, aby uwydatnić cechy powierzchni poprzez efekty 
cieniowania. Technika ta zapewnia cenne informacje na temat 
chropowatości powierzchni, pomagając w lepszym zrozumieniu 
charakterystyki materiałów. (Patrz rysunek 3) 

Łatwo wymienialne źródło elektronów

Źródłem elektronów emitowanych termicznie w mikroskopie NANOS 
jest katoda wolframowa sterowana za pomocą elektromagnetycznych 
soczewek cewkowych i deflektorów elektrostatycznych. W trybie ECO 
katoda zapewnia wydłużoną żywotność wynoszącą kilkaset godzin, cały 
czas zapewniając obrazowanie w wysokiej rozdzielczości. Użytkownicy 
mogą łatwo samodzielnie wymienić źródło przy użyciu prostego 
narzędzia do pozycjonowania, minimalizując przestoje 
i zapobiegając kosztownym wymianom części lub wizytom serwisowym. 

Mikroskop NANOS umożliwia regulację napięcia przyspieszającego 
w zakresie od 1 kV do 20 kV, co zapewnia elastyczność w wielu różnych 
aplikacjach. Niższe napięcia są idealne do ochrony próbek wrażliwych na 
promieniowanie, natomiast wyższe napięcia umożliwiają szybszą i bardziej 
wydajną analizę EDS oraz mapowanie. Ta elastyczność w działaniu 
zapewnia optymalną wydajność zarówno w przypadku obrazowania, 
jak i analizy pierwiastkowej. 

Kolorowa kamera do nawigacji



Analiza pierwiastkowa | Odkryj EDS

Wykorzystaj pełny potencjał swojego nastołowego mikroskopu SEM serii NANOS dzięki 
intuicyjnemu, w pełni zintegrowanemu oprogramowaniu Semplor Discover EDS. Od szybkiego 
mapowania pierwiastków po precyzyjną identyfikację pików i dokładną analizę ilościową — 
Discover EDS upraszcza każdy etap procesu analitycznego. Intuicyjny panel sterowania i płynna 
integracja zapewniają szybkie i niezawodne wyniki bez żadnych zakłóceń. Niezależnie od tego, 
czy pracujesz z rutynowymi próbkami, czy zajmujesz się złożoną charakterystyką materiałów, 
Discover EDS gwarantuje najwyższą precyzję bez żadnych ograniczeń. 

Wybierz i przeanalizuj widma z wybranych obszarów mapy, 

aby uzyskać precyzyjną klasyfikację i porównanie materiałów. 

Wolframowe źródło elektronów wytwarza wysokie natężenie wiązki 

i zapewnia wyjątkowo wysoką szybkość zliczania promieniowania 

rentgenowskiego (X-ray count rates) – idealne rozwiązanie do 

szybkiego tworzenia map pierwiastkowych o wysokiej rozdzielczości 

i niskim poziomie szumów.

Mapowanie na żywo z natychmiastową wizualną 
informacją zwrotną
Twórz progresywne mapy próbki w czasie rzeczywistym wraz 
z pozyskiwanymi danymi. Natychmiastowa informacja zwrotna 
umożliwia szybsze podejmowanie decyzji i bardziej wydajną analizę. 

Natychmiastowa identyfikacja i oznaczanie 
ilościowe pierwiastków 
Szybko identyfikuj i oznaczaj ilościowo poszczególne pierwiastki 
przy minimalnym nakładzie pracy. Wiarygodne wyniki są 
dostarczane w ciągu kilku sekund, zapewniając szybki dostęp do 
potrzebnych informacji. 

Zaawansowane łączenie map
Połącz mapy pierwiastków z obrazami z detektora, aby uzyskać 
jaśniejszą i bardziej szczegółową interpretację przestrzenną. 
Uzyskaj doskonałe wyniki przy użyciu tej zaawansowanej funkcji. 

Wybór widma mapy

Analiza skanowania liniowego
Generuj profile składu w wysokiej rozdzielczości, aby badać gradienty 
i granice materiałów, co doskonale sprawdza się w przypadku 
materiałów o złożonej strukturze. 

Struktura projektu typu „wszystko w jednym” 
Wszystko uporządkowane w jednym pliku. Wszystkie obrazy, dane 
analityczne i wyniki są przechowywane w jednym, 
łatwym w zarządzaniu projekcie, gotowym do analizy lub 
raportowania. 

Raportowanie jednym kliknięciem
Generuj profesjonalne, gotowe do publikacji raporty za pomocą 
jednego kliknięcia. Usprawnij przepływ pracy i unikaj kłopotów 
związanych z przestarzałymi, skomplikowanymi formatami 
raportów. 

Wysoka szybkość zliczania
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Profile liniowe są generowane wzdłuż dowolnej wybranej ścieżki, 

precyzyjnie wykreślając stężenia pierwiastków. Przejścia, gradienty 

i połączenia są wyraźnie widoczne, co zapewnia dogłębny wgląd 

w złożone struktury. Proces ten jest szybki, intuicyjny i płynnie 

zintegrowany z przepływem pracy. 

Widmo w czasie rzeczywistym

Oprogramowanie Discover EDS wyświetla widma w czasie rzeczywistym 
na obrazie SEM lub wybranym punkcie, a wartości pików są 
aktualizowane na bieżąco. Wysoka szybkość zliczania zapewnia ostre, 
pozbawione szumów wyniki od pierwszej sekundy, co ułatwia 
optymalizację na żywo. Każde pozyskane dane są wiarygodne, stabilne 
i natychmiast gotowe do analizy.

Analiza ilościowa i identyfikacja pierwiastków

Przetwarzanie widm na wyniki ilościowe wymaga minimalnego nakładu 
pracy. Zaawansowane algorytmy zapewniają odejmowanie tła 
i dekonwolucję pików, natychmiast wyliczając dokładne stężenia. Każde 
widmo staje się w pełni oznaczonym zestawem danych gotowym do 
publikacji bez konieczności wykonywania dodatkowych czynności. 

Mapowanie na żywo z natychmiastową wizualną 
informacją zwrotną

Mapy pierwiastków są tworzone stopniowo podczas zbierania danych, 
ukazując rozkład przestrzenny wraz z postępem mapowania. Mapy płynnie 
łączą się z obrazami SE i BSE, zapewniając natychmiastowy wgląd 
w skład. Szybkie, ciągłe uaktualnianie danych pozwala wcześnie dostrzec 
różnice w materiale, zapewniając przejrzystość i wydajność każdej analizy. 

Skanowanie liniowe



Oprogramowanie | Poznaj aplikację

Aplikacja Semplor Explore przekształca standardowe obrazowanie SEM w zaawansowaną 
charakterystykę materiałów — analizę cząstek, włókien oraz analizę 3D — wszystko to jest 
wbudowane w nastołowy mikroskop SEM serii NANOS.

Aplikacja Semplor Explore rozszerza możliwości analityczne 

nastołowego mikroskopu SEM serii NANOS o zestaw 
zaawansowanych narzędzi do charakteryzowania próbek. Te 
opcjonalne moduły, płynnie zintegrowane z systemem 
NANOS, są dostępne po jednym kliknięciu, zapewniając 
płynną i wydajną pracę bez konieczności opuszczania 
środowiska SEM. 

Zaawansowana analiza obrazu w zasięgu ręki 

Dostępne są trzy specjalistyczne opcjonalne moduły, 

dostosowane do różnych aplikacji: 

• Analiza cząstek
• Analiza włókien
• Analiza 3D

Wykorzystaj pełen potencjał analityczny swojego nastołowego 

mikroskopu SEM serii NANOS. Aplikacja Semplor Explore zapewnia 
analizę cząstek, włókien i obrazów 3D w jednym zintegrowanym 

rozwiązaniu. 

Analiza dostosowana do każdej aplikacji
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Twórz realistyczne rekonstrukcje 3D i ilościowe mapy wysokości bezpośrednio 

z obrazów SEM. Moduł obsługuje kilka podejść: 

• Rekonstrukcja pary stereo przy użyciu obrazów uzyskanych pod różnymi kątami nachylenia
• Topografia detektora BSE z czterema kwadrantami, tworząca skalibrowane mapy wysokości

na podstawie jednego skanu
• Renderowanie pojedynczego obrazu w celu uzyskania szybkiej i wiarygodnej wizualizacji

morfologii w 3D.

Analiza cząstek

Wykrywanie, analiza ilościowa i pomiar cząstek, porów lub ziaren z dużą precyzją. Aplikacja 
Explore oferuje wiele metod segmentacji — w tym segmentację poprzez progowanie oraz 
segmentację wododziałową — pozwalających pokonać trudności związane z dyspersją cząstek lub 
przygotowaniem próbek. Nawet cząstki stykające się ze sobą mogą zostać rozdzielone i poddane 
indywidualnej analizie. Wyniki obejmują rozmiar, powierzchnię, obwód, wskaźniki kształtu 
i rozkłady liczbowe, z nakładkami wizualnymi, które wyraźnie pokazują granice cząstek. 
Użytkownicy mogą zapisywać wiele warstw analizy w ramach jednego projektu, porównywać 
metody segmentacji oraz eksportować rozkłady, dane morfologiczne i spersonalizowane raporty 
statystyczne — idealne zarówno dla nauk o materiałach, jak i próbek biologicznych.

Analiza włókien

Ten moduł, zaprojektowany specjalnie do analizy włókien, mierzy średnicę, orientację i krzywiznę 
oraz może dokładnie śledzić nakładające się lub stykające się włókna. Rozkłady orientacji 
i charakterystyka porów są generowane automatycznie, dostarczając cennych statystyk 
dotyczących tekstyliów, włóknin, materiałów z włókien elektroprzędzonych i innych. Wyniki można 
eksportować i łatwo włączyć do procesu badawczego lub sprawozdawczego. 

Analiza 3D

Wszystkie te metody dostarczają zarówno jakościowych informacji, jak i wiarygodnych pomiarów 
metrologicznych, pod warunkiem ich prawidłowej kalibracji. 



TRYB OBRAZOWANIA 

OŚWIETLENIE 

DETEKTOR 

Optyczny  

SEM 

Rozdzielczość

Rozdzielczość przechwytywania 

Światło optyczne  

Elektron optyczny 

Napięcia przyspieszenia

Typ detektora  

Aktywny obszar detektora 

Rozdzielczość energetyczna 

Maksymalna szybkość zliczeń

Integracja sprzętowa

Zajmowana powierzchnia 

Waga  

Pompy 

Stacja robocza 

Temperatura 

Wilgotność

Zasilanie 

2- i 12-krotny zoom optyczny z maksymalnym 60-krotnym zoomem cyfrowym

Zakres powiększenia: 100–200 000x 

< 8 nm 

Do 4096 x 4096 pikseli (4K)  

Jasne pole 

Zoptymalizowane źródło termoelektronowe (wolframowe)

Żywotność: ponad 1000 godzin pracy w trybie ECO

Domyślnie: 1, 2, 5, 7, 10, 15 i 20 kV 

Detektor elektronów wtórnych (SED)

Detektor elektronów wstecznie rozproszonych (BSD) – 4 kwadranty 

Detektor spektroskopii dyspersji energii (EDS) – wbudowany 

Kolorowa 

JPEG, TIFF, PNG, BMP 

Komunikacja, obrazowanie i analiza odbywają się na jednym monitorze,

sterowanym bezprzewodową myszą i klawiaturą.

Możliwość zdalnego sterowania i diagnostyki.

Sieć, USB, stacja robocza 

Ręcznie regulowany stolik eucentryczny (+15° do -40°) 

Sterowany komputerowo stolik X, Y: 25 x 25 mm

Średnica do 45 mm (maks. nachylenie od +15° do -15°) 

Wysokość do 19 mm (opcjonalnie 40 mm) 

Krzemowy detektor dryfu (SDD), chłodzony termoelektrycznie  

30 mm² 

@ Mn Kα < 132 eV  

300 000 cps 

W pełni zintegrowany SDD, procesor impulsów i generator skanowania.

Instalowany na komputerze z systemem Windows i sterowany za pomocą

interfejsu użytkownika.

Analiza punktowa EDS, analiza liniowa i mapowanie. 

Funkcje eksportu. 

280 (szer.) x 470 (gł.) x 550 (wys.) mm  

62 kg 

Turbo-molekularna pompa Pfeiffer i bezolejowa membranowa pompa 

próżniowa.

Tryb SEM wysokiego próżni (standardowy).

Tryb niskiej próżni (standard): próżnia 40 Paskali dla zmniejszenia ilości 

ładunku. 

Poziomy próżni sterowane przez silnik za pośrednictwem panelu 

użytkownika.  

Wstępnie skonfigurowany komputer All-in-One z 27” monitorem. 

Zainstalowane oprogramowanie do obrazowania SEM i analizy EDS. 

15°C – 25°C (59°F - 77°F) 

20–80% wilgotności względnej 

System w typowym trybie obrazowania: 110 W (maks. 140 W) 

Specyfikacja 

KAMERA NAWIGACYJNA  

FORMATY OBRAZÓW  

INTERFEJS UŻYTKOWNIKA 

STOLIK NA PRÓBKI

ROZMIAR PRÓBKI

SPECYFIKACJA EDS 

OPROGRAMOWANIE 

SPECYFIKACJA SYSTEMÓW

WARUNKI OTOCZENIA 

Wyłączny dystrybutor Semplor w Polsce.

"SHIM-POL A.M. Borzymowski" E. Borzymowska-Reszka, A. Reszka, Spółka Jawna
ul. Lubomirskiego 5, 05-080 Izabelin

e-mail: biuro@shim-pol.pl, tel.: 22 72 27 048

http://www.semplor.com/
http://www.semplor.com/



